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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

超伝導トンネル接合検出器のバッファ層の膜厚を変更した時のフォノン抑制に対す
る影響の評価

実験
Experimental

超伝導トンネル接合検出器のバッファ層を異なる膜厚で作製し、それらについ
てSC-SEMを用いてX線解析、及びI-V特性評価を行った。

結果と考察
Results and Discussion

図1に3種のX線スペクトルを比較した様子を示す。スペクトルはAl-Kα線のピーク
カウントで規格化を行った。膜厚を薄くするほど基板由来のノイズ成分が増加して
いるように見えるが、従来のSiO2が100nmの素子は今回使用した測定系とは異な
るため、それについて再測定を今後行う予定である。また、Bottomのピーク位置
が膜厚が薄くなるにつれてTop側に移動しているが、これについて厚くした際
にTopピークからさらに離れるのかの検証を行う。
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